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Интерференционная фотолитография — эффективный метод изготовления 

периодических структур на большой площади с масштабом до ~ 10 нм [1] и ис-

следования голографических материалов [2]. Доклад посвящен разработке непо-

движного относительно источника излучения перестраиваемого двухлучевого 

интерферометра, в котором применяется механизм имитации вращательного 

движения. Разработка базируется на концепции вращательной перестройки пери-

ода интерференционной картины (ИК) при стабильном положения ИК относи-

тельно светоделительного элемента, предложенной и развитой в [3–7]. В этом 

случае возможно совмещение нескольких независимо варьируемых ИК на одной 

фоточувствительной среде (ФС).  

Принципиальная оптическая схема такого интерферометра и обозначения 

представлены на рис. 1. Линейное W и угловое φ перемещения подвижного зер-

кала (ПЗ) 5, отражающего коллимированный световой пучок (КСП) 6 на входную 

поверхность светоделительного кубика 1, должны воспроизводить взаимное со-

гласование изменяющихся входных параметров θ и Q по закону, который должен 

выполняться при вращении интерферометра с неподвижной ИК (L = const): 
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где α = θ + 2ξ + 45°, 2M A  — длина делительного зеркала 2, встроенного в 

светоделительный кубик (на рис. 1 не показана). ФС должна располагаться внут-

ри области интерференции так, чтобы L  L0. Зависимость Q(θ) согласно (1) 

очень близка к линейной. При малых углах падения в исследуемом интерферо-

метре (–5° ≤ θ  ≤ 5°) закон движения ПЗ также оказывается близким к линейному:  

     W A D T  , (2) 

где W = W2 – W1 — дистанция перемещения ПЗ, W1 и W2 — координаты левого 

10 и правого 12 граничных положений КСП диаметром D, α — диапазон изме-

Рис. 1. Оптическая схема. 

Рис. 2. Кинематическая схема механизма со-

гласования перемещений подвижного зеркала. 
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нения угла α в разрабатываемом интерферометре; учтено, что tgθ   θ . 

Рис. 2 показывает рычажный механизм, реализующий линейную зависи-

мость W(θ) согласно (2), в котором рычаг 15 (длина плеча R) с закрепленным на 

нем ПЗ при перемещении на расстояние W поворачивается на угол   благодаря 

скольжению края этого рычага по наклонной направляющей 17. Учитывая ма-

лость углов   и  , а также используя подстановку   = θ/2 , можно вывести соот-

ношение параметров R и   рычажного механизма:  

 2  R W  . (3) 

Был построен опытный образец интерферометра [8] с параметрами: 

A = 20 мм,  = –15°, H = 29,1 мм α0 = 15°, L0 = 80 мм, D = 5 мм (рис. 1). Переме-

щение ПЗ в интервале –10  W  10 мм приводит к изменению угла α от 11º до 

19º, а периода ИК — от 1,41 до 0,83 мкм соответственно (длина волны 540 нм). 

При этом смещение области интерференции от ФС ничтожно мало и не превы-

шает 26 мкм, что практически не влияет на уровень контраста ИК. 

На основе данной разработки была изготовлена интерферометрическая си-

стема (рис. 3), включающая в себя 

пару двухлучевых интерферометров 

и узел совмещения, построенный на 

основе поляризационного кубика, и 

стеклянный предметный столик; га-

бариты системы — 29 20 12   см. 

На горизонтальную поверхность 

столика выводятся две совмещен-

ные ИК с взаимно перпендикуляр-

ными полосами и независимо регу-

лируемыми периодами, которые мо-

гут записываться одновременно на 

любых образцах, в том числе с жид-

кими или гелеобразными ФС. Си-

стема допускает использование как одного общего источника, так и двух незави-

симых источников излучения. Результаты теста показали удовлетворительное со-

гласие данных измерений с расчетом кинематики созданных интерферометров. 

Практическая реализация интерферометра выполнена с использованием 

точного обрабатывающего оборудования Центра коллективного пользования 

«Спектроскопия и оптика» (http://ckp-rf.ru/ckp/3046/). 
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Рис. 3. Созданная интерферометрическая система: 

1, 2 — двухлучевые интерферометры; 3 — узел 

совмещения с выходной призмой; 4 — столик для 

размещения образцов. 
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